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Zakres akredytacji Nr AP 162

Krajowe Ustugi Metrologiczne , M. Koziorowski, P. Koziorowski s.c.
ul. Demokratyczna 117, 93-348 £.6dz

. . . . Niepewnosé Miejsce .
iekt wzorcowani miar Zakr miarow A A M miarow
Obiekt wzorcowania/pomiaru akres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. etoda pomiarowa
Dlugosé
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/05/01
Czujniki analogowe g mm :0 ;g mm gyg Hm s
i mm do 30 mm ,9 pm Metoda b <redni
- dziatka elementarna 0,01 mm etoda bezposrednia
0 mm do 50 mm 3,3 ym z zastosowaniem gtowicy
mikrometrycznej Mitutoyo
Procedura wewnetrzna
Czujniki analogowe IW/KUM/05/01
z uchylnym trzpleniem 0 mm do 3 mm 2,5pum S Metoda bezposrednia
- dziatka elementarna 0,01 mm z zastosowaniem gtowicy
mikrometrycznej Mitutoyo
Procedura wewnetrzna
L IW/KUM/06/01
Czujniki analogowe 0 do 5 18 s
mm do 5 mm ,8 pm . .
- dziatka elementarna (0,002; 0,001) mm H Metoda bezposrednia
z zastosowaniem przyrzadu
Mitutoyo Typ 521-105
Procedura wewnetrzna
Czujniki analogowe z uchylnym IW/KUM/06/01
trzpleniem 0 mm do 0,6 mm 1,8 ym S Metoda bezposrednia
- dziatka elementarna (0,002; 0,001) mm z zastosowaniem przyrzadu
Mitutoyo Typ 521-105
Procedura wewnetrzna
L IW/KUM/18/01
Czujniki analogowe 0 do 50 6 s
mm do 50 mm m . .
— dziatka elementarna 0,1 mm H Metoda be_zposrednla
z zastosowaniem przyrzadu
MAHR OPTIMAR 100
Procedura wewnetrzna
0 do 10 1,0
jniki 0 :m do 30 m 1,5 u: IW/KUM/18/01
Czujniki analogowe 0 d° 50 2;1 H s
mm do 50 mm ,1 pm . .
— dziatka elementarna (0,02; 0,01) mm 0 mm do 80 mm 31 um Metoda be_zposrednla
1 T H z zastosowaniem przyrzadu
0 mm do 100 mm 3,9 um MAHR OPTIMAR 100
Procedura wewnetrzna
Czujniki analogowe IW/KUM/18/01
— dziatka elementarna (0,005; 0,002; 0 mmdo 5 mm 0,5 ym S Metoda bezposrednia
0,001) mm z zastosowaniem przyrzadu
MAHR OPTIMAR 100
Procedura wewnetrzna
Czujniki analogowe IW/KUM/18/01
z uchylnym trzpieniem 0 mm do 3 mm 0,9 ym S Metoda bezposrednia
— dziatka elementarna (0,02; 0,01) mm z zastosowaniem przyrzadu
MAHR OPTIMAR 100
P Procedura wewnetrzna
Czu1_n|k_| analogowe z uchylnym IW/KUM/18/01
trzpieniem 0 4006 05 s
mm do 0,6 mm ,5 um . .
- dziatka elementarna (0,005; 0,002; H Metoda bezposrednia
0,001) mm z zastosowaniem przyrzadu
MAHR OPTIMAR 100
Czujniki analogowe calowe Procedura wewn
» etrzna
— dz. element. 0,00127 mm / 0,00005” oot IW/KUM/18/01
- dz. element. 0,00254 mm / 0,00010” 0 mm do 6,35 mm »4um [0, s ) .
— dz. element. 0,00635 mm / 0,00025” /0” do 0’250,, 0,5 um /0,000020” Metoda be_zposrednla
- dz. element. 0,0127 mm / 0,0005” ’ 0,8 um /0,000031” z zastosowaniem przyrzadu
- dz. element. 0,0254 mm / 0,001” 1,5 um / 0,000060” MAHR OPTIMAR 100
. Procedura wewnetrzna
Czujniki analogowe calowe IW/KUM/18/01
- dz. element. 0,00254 mm / 0,0001” 0 mm do 25,4 mm 0,8 um/0,000030 s ) )
- dz. element. 0,0254 mm / 0,001” /0” do 1,000” 1,7 um / 0,000065” Metoda bezposrednia
— dz. element. 0,254 mm / 0,01” 14,7 pm / 0,00058” z zastosowaniem przyrzadu
MAHR OPTIMAR 100
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Zakres akredytacji Nr AP 162

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
Czujniki analogowe calowe 0 mm do 50,8 mm 2,0 ym / 0,00008” Procedura wewnetrzna
10” do 2,000” IW/KUM/18/01
- dz. element. 0,0254 mm / 0,001” 0 mm do 76,2 mm 2,5 pm / 0,00010” s 3 i
- dz. element. 0,127 mm / 0,005” 10” do 3,000” H Metoda be;posrednla
; " z zastosowaniem przyrzadu
0 mm do 101,6 mm 3,0 um/0,00012 MAHR OPTIMAR 100
/0” do 4,000”
Czujniki analogowe calowe z uchylnym Procedura wewnetrzna
trzpieniem IW/KUM/18/01
— dz. element. 0,00254 mm/ 0,0001” -0,030” do 0,030” 0,3 um/0,000013” S Metoda bezposrednia
— dz. element. 0,00127 mm / 0,00005” 0,8 yum / 0,000030” z zastosowaniem przyrzadu
— dz. element. 0,0127 mm / 0,0005” MAHR OPTIMAR 100
Procedura wewnetrzna
Czujniki cyfrowe IW/KUM/18/01
- rozdzielczo$¢ 0,0005 mm 0 mm do 3 mm 0,5 ym S Metoda bezposrednia
- rozdzielczosé 0,0002 mm z zastosowaniem przyrzadu
MAHR OPTIMAR 100
Procedura wewnetrzna
o 0 mm do 12,7 mm 0,8 um IW/KUM/18/01
Czujniki cyfrowe 0 mm do 25,4 mm 1,1 ym s
- rozdzielczo$¢ 0,0005 mm 0 mm do 50,8 mm 2,0 ym Metoda bezposrednia
0 mm do 100 mm 3,8 um z zastosowaniem przyrzadu
MAHR OPTIMAR 100
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/05/01
Czujniki cyfrowe g mm :o ;g’z mm g!g um s
. . mm do 25,4 mm »J Hm Metoda bezposrednia
- rozdzielczos¢ 0,001 mm P!
0 mm do 50,8 mm 3,4 um z zastosowaniem glowicy
mikrometrycznej Mitutoyo
Procedura wewnetrzna
Czujniki cyfrowe 0 mm do 12,7 mm 1,0 ym IW/KUM/18/01
i .. 0 mm do 25,4 mm 1,3 um s
—rozdzielczos¢ 0,002 mm 0 mm do 50,8 mm 2,1 ym Metoda bezposrednia
- rozdzielczos¢ 0,001 mm 0 mm do 100 mm 3,9 um z zastosowaniem przyrzadu
MAHR OPTIMAR 100
Procedura wewnetrzna
IW/KUM 1
Czujniki cyfrowe g mm :o ;g’z mm g!; um s /Kum/0s/0
. . mm do 25,4 mm 4 pm Metoda bezposrednia
- rozdzielczos¢ 0,005 mm P
0 mm do 50,8 mm 3,6 um z zastosowaniem glowicy
mikrometrycznej Mitutoyo
Procedura wewnetrzna
o 0 mm do 12,7 mm 1,8 ym IW/KUM/18/01
Czujniki cyfrowe 0 mm do 25,4 mm 2,0 pm s
- rozdzielczo$¢ 0,005 mm 0 mm do 50,8 mm 2,5 um Metoda bezposrednia
0 mm do 100 mm 4,1 ym z zastosowaniem przyrzadu
MAHR OPTIMAR 100
Procedura wewnetrzna
Czujniki cyfrowe 0 mm do 12,7 mm 3,6 um IWIKUM/0S/01
 rozdzielczosé 0,01 mm 9 mm do 25,4 mm ot s Metoda bezposrednia
mm do 50,8 mm 1 Hm z zastosowaniem gtowicy
mikrometrycznej Mitutoyo
Procedura wewnetrzna
o 0 mm do 12,7 mm 2,5um IW/KUM/18/01
Czujniki cyfrowe 0 mm do 25,4 mm 2,7 ym s
- rozdzielczo$é¢ 0,01 mm 0 mm do 50,8 mm 3,1 um Metoda bezposrednia
0 mm do 100 mm 4,5 um z zastosowaniem przyrzadu
MAHR OPTIMAR 100
Procedura wewnetrzna
o 0 mm do 12,7 mm 3,3um IW/KUM/18/01
Czujniki cyfrowe 0 mm do 25,4 mm 3,4 um s
- rozdzielczosé 0,02 mm 0 mm do 50,8 mm 3,8 ym Metoda bezposrednia
0 mm do 100 mm 5,0 um z zastosowaniem przyrzadu
MAHR OPTIMAR 100
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. x Miejs
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy N'.e pewnosc ce Metoda pomiarowa
pomiaru dla CMC dzial
Dlugosé
Procedura wewnetrzna
Czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem IW/KUM/18/01
—rozdzielczos¢ 0,01 mm 0mm do 1 mm 3,3 pm s Metoda bezposrednia
- rozdzielczo$é 0,001 mm 0,9 ym z zastosowaniem przyrzadu
MAHR OPTIMAR 100
Czujniki cyfrowe z uchylnym trzpieniem Procedura wewnetrzna
- rozdzielczos¢ 0,01 mm 3,4 um IW/KUM/05/01
— rozdzielczosé 0,005 mm 0 mm do 1 mm 2.9 ym S Metoda bezposrednlg
- rozdzielczo$é 0,001 mm 2,5 um z zastosowaniem gtowicy
’ mikrometrycznej Mitutoyo
Czujniki optyczne Procedura wewnetrzna
IW/KUM/12/01
— MOP 02/20 -20 pm do 20 ym 0,12 ym S, P Metoda bezposrednia
- MOP 1/100 -100 ym do 100 ym 0,13 pm z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Dlugosciomierze pionowe Abbego
Procedura wewnetrzna
— btad pomiaru dtugosciomierza 0 mm do 100 mm Q[0,11; 3,4:L] um IW/KUM/12/02
S,P -
L- wielko$¢ mierzona (m) Metoda bezp_osrednla
z zastosowaniem plytek
— btad pomiaru mikroskopu odczytowego 0,12 ym wzorcowych
Procedura wewnetrzna
Dlugosciomierze poziome Abbego IW/KUM/12/03
Metoda bezposrednia
— pomiary mikroskopu odczytowego 0 mm do 100 mm 0,1 um S, P z zastosowaniem plytek
— pomiary zewnetrzne 0 mm do 3 mm 0,5 um wzorcowych
— pomiary wewnetrzne 0 mm do 100 mm 1,0 ym
Dlugosciomierze poziome (maszyny 1-D) Procedura wewnetrzna
IW/KUM/12/05
— pomiary pinola 0 mm do 100 mm Q[0,10; 1,27-L] pm S P Metoda bezposrednia
— pomiary dlugosciomierzem 100 mm do 500 mm Q[0,40; 2,50-L] pm ! z zastosowaniem plytek
wzorcowych
L- wielko$¢ mierzona (m)
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/07/06
Folie wzorcowe 0 um do 8000 um Q[1,4; 1,2:L] pm s Metoda bezposrednia
. P z zastosowaniem
L- wielko$¢ mierzona (mm) AN
grubosciomierza
Glebokosciomierze czujnikowe
Procedura wewnetrzna
- dz. element. (0,001; 0,002; 0,005) mm 0mm do 5 mm 0,3 um IW/KUM/14/02
—dz. element. 0,01 mm 0 mm do 10 mm 0,7 um S Metoda b sredni
- dz. element. 0,01 mm 0 mm do 30 mm 0,8 pm e (t) a bezposre n;ak
- dz. element. 0,01 mm 0 mm do 50 mm 1,0 ym zzas osowanlemhpty e
—dz. element. 0,1 mm 0 mm do 50 mm 6 um wzorcowyc
PP L Procedura wewnetrzna
Glebok k
ebokosciomierze czujnikowe . w10 o IW/KUM/14/02
- rozdzielczos¢ (0,001; 0,005; 0,01)mm mm do 10 mm ,/ Um s M . .
- rozdzielczosé (0,001; 0,005; 0,01)mm 0 mm do 30 mm 0,8 ym z zil‘t’;’:o'ifazﬁi‘;ﬁedﬁiik
- rozdzielczos$¢ (0,001; 0,005; 0,01)mm 0 mm do 50 mm 1,0 um P
roz ’ * * wzorcowych
0 mm do 50 mm 0,8 um Procedura wewnetrzna
50 mm do 100 mm 1,3 ym IW/KUM/02/02
s . 100 mm do 150 mm 1,9 ym
Glebokosciomierze mikrometryczne 150 mm do 200 mm 2,6 ym S Metoda bezposrednia
200 mm do 250 mm 3,3 um z zastosowaniem ptytek
250 mm do 300 mm 3,9 ym wzorcowych
Procedura wewnetrzna
0 mm do 150 mm 8 um IW/KUM/01/01
o . 0 mm do 300 mm 11 pm
Giebokosciomierze suwmiarkowe 0 mm do 500 mm 16 ym S Metoda bezposrednia z
0 mm do 600 mm 18 ym zastosowaniem plytek

wzorcowych
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. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiar Zakr miarow X d
pomiaru akres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
Procedura wewnetrzna
0 mm do 15 mm 0,7 um IW/KUM/02/02
Glowice mikrometryczne g mm :o :g mm g,g um S Metoda bezposrednia
mm do 50 mm 0 um z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Grubosciomierze czujnikowe Procedura wewnetrzna
- dz. element. (0,001; 0,002; 0,005) mm 0 mm do 5 mm 0,3 um IW/KUM/14/02
- dz. element. 0,01 mm 0 mm do 10 mm 0,7 pm s 3 i
- dz. element. 0,01 mm 0 mm do 30 mm 0,8 ym Metoda bezposrednia
— dz. element. 0,01 mm 0 mm do 50 mm 1,0 ym z zastosowaniem plytek
- dz. element. 0,1 mm 0 mm do 50 mm 6 um wzorcowych
Grubosciomierze czuinikow Procedura wewnetrzna
ciomierze czujnikowe IW/KUM/14/02
- rozdzielczos¢ (0,001; 0,005; 0,01)mm 0 mm do 10 mm 0,7 ym s ) .
- rozdzielczosé (0,001; 0,005; 0,01)mm 0 mm do 30 mm 0,8 um Metoda bezp_osrednla
- rozdzielczo$é (0,001; 0,005; 0,01)mm 0 mm do 50 mm 1,0 pm z zastosowaniem ptytek
wzorcowych
Macki pomiarowe zewnetrzne 0 mmdo 10 mm 0,5 ym
0 mm do 20 mm 0,7 pm
0 mm do 40 mm 1,2 um
0 mm do 60 mm 1,7 um
0 mm do 100 mm 2,8 ym Procedura wewnetrzna
Macki pomiarowe wewnetrzne 2,5 mm do 12,5 mm 0,6 ym IW/KUM/14/03
10 mm do 22 mm 0,8 pm S Metoda b sredni
10 mm do 35 mm 1,1 pm etoda bezposrednia
30 mm do 55 mm 1,6 ym z zastosowaniem plytek
40 mm do 90 mm 2,5pum wzorcowych
70 mm do 120 mm 3,3um
90 mm do 140 mm 3,9 ym
130 mm do 180 mm 4,9 ym
0 ym do 200 ym 1,5 um Procedura wewnetrzna
200 pm do 500 pm 1,7 pm IW/KUM/24/01
Mierniki do pomiaru grubosci powtok 500 ym do 1000 pym 2,0 pm S Metoda bezposrednia
1000 ym do 1500 ym 2,4 pym z zastosowaniem folii
1500 um do 2000 pm 2,9 um wzorcowych
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/25/01
Mikrometry laserowe skaningowe 0,1 mm do 25 mm 0,32 ym S Metoda bezposrednia
z zastosowaniem wateczkow
pomiarowych
5 mm do 30 mm 1,0 ym
30 mm do 55 mm 1,2 um
50 mm do 75 mm 1,5 um
75 mm do 100 mm 1,8 ym Procedura wewnetrzna
100 mm do 125 mm 2,0 ym IW/KUM/02/01
Mikrometry wewnetrzne 125 mm do 150 mm 2,5pum S
150 mm do 175 mm 2,8 um Metoda bezposrednia
175 mm do 200 mm 3,2 um z zastosowaniem plytek
200 mm do 225 mm 3,5um wzorcowych
225 mm do 250 mm 3,8 um
250 mm do 275 mm 4,2 ym
275 mm do 300 mm 4,5 pm
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Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢
pomiaru dla CMC

Miejsce
dziat.

Metoda pomiarowa

Dlugosé

Mikrometry z wbudowanym czujnikiem
— zespot czujnikowy

— zespot mikrometryczny

-140 ym do 140 pm

0 mm do 25 mm

25 mm do 50 mm

50 mm do 75 mm
75 mm do 100 mm
100 mm do 125 mm
125 mm do 150 mm

0,3 um

0,8 um
1,0 ym
1,3 um
1,6 um
1,9 um
2,3 pm

Procedura wewnetrzna
IW/KUM/02/03

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Mikrometry zewnetrzne

0 mm do 25 mm

25 mm do 50 mm

50 mm do 75 mm
75 mm do 100 mm
100 mm do 125 mm
125 mm do 150 mm
150 mm do 175 mm
175 mm do 200 mm
200 mm do 225 mm
225 mm do 250 mm
250 mm do 275 mm
275 mm do 300 mm
300 mm do 400 mm
400 mm do 500 mm
500 mm do 600 mm

0,9 um
1,1 ym
1,3 um
1,7 ym
2,0 ym
2,4 um
2,7 um
3,1um
3,4 um
3,7 um
4,0 um
4,4 um
4,7 um
6,1 um
7,5um

Procedura wewnetrzna
IW/KUM/02/01

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Mikrometry zewnetrzne cyfrowe
- rozdzielczosé 0,0001 mm

0 mm do 25 mm

0,6 um

Procedura wewnetrzna
IW/KUM/02/01

Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych

Pierscienie wzorcowe:
— za pomoca gltowicy

— za pomocga kabtakow

3 mm do 50 mm
50 mm do 90 mm

12 mm do 50 mm
50 mm do 100 mm
100 mm do 150 mm
150 mm do 200 mm
200 mm do 250 mm
250 mm do 300 mm

0,7 um
0,8 um

0,6 um
0,7 um
1,0 ym
1,4 ym
1,8 um
2,3 pym

Procedura wewnetrzna
IW/KUM/22/01

Metoda bezposrednia za
pomoca diugosciomierza
MAHR ULM 520 S-E

Ptaskoréwnolegte plytki interferencyjne

— odchytka diugosci

12 mm
15 mm
27 mm
40 mm
52 mm
65 mm
77 mm

0,5 um
0,5 um
0,7 um
0,9 um
1,1 ym
1,3 um
1,5 um

Procedura wewnetrzna
IW/KUM/08/01

Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem plytek
wzorcowych oraz czujnika
optycznego MOP 02/20

Plytki wzorcowe (klasy 0, 1, 2)

0,5 mm do 100 mm

Q[0,06; 1,05-L] pm

L - wielko$¢ mierzona (m)

Procedura wewnetrzna
IW/KUM/16/01 oparta na
PN-EN ISO 3650:2000

Metoda poréwnawcza za
pomoca komparatora
dwuczujnikowego TESA

0,5 mm do 100 mm

Q[0,06; 1,05-L] pm

L - wielko$¢ mierzona (m)

Procedura wewnetrzna
IW/KUM/16/02 oparta na

PN-EN ISO 3650:2000
Metoda poréwnawcza za
pomoca komparatora
dwuczujnikowego MAHR

125 mm do 175 mm

Q[0,07; 1,00-L] pm

L - wielko$¢ mierzona (m)

Procedura wewnetrzna
IW/KUM/16/02 oparta na PN-EN
1SO 3650:2000
Metoda poréwnawcza za

pomoca komparatora
dwuczujnikowego MAHR

150 mm do 500 mm

Q[0,14; 1,03-L] pm

L - wielko$¢ mierzona (m)

Procedura wewnetrzna
IW/KUM/22/07

Metoda poréwnawcza za
pomoca diugosciomierza
poziomego MAHR ULM 520 S-
E
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. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
Omdo5m Q[0,11; 0,028-:L] mm Procedura wewnetrzna
S5mdo10m Q[0,16; 0,028+(L-5)] mm IW/KUM/13/01
. 10 mdo15m Q[0,20; 0,028-(L-10)] mm ;
Przymiary wstegowe 15m do 20 m QEO,23; 0,028-§L-1 5;} mm s Metoda poréwnawcza
20mdo25m Q[0,26; 0,028+(L-20)] mm Z zastosowaniem przymiaru
sztywnego
L - wielko$¢ mierzona (m) POLMIAR
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/13/02
Przymiary sz’tywne Omdo3m Q[0,11; 0,028-L] mm s Metoda poréwnawcza
Przymiary péisztywne 0mdo5m o z zastosowaniem przymiaru
L - wielkos¢ mierzona (m) sztywnego lub pétsztywnego
POLMIAR
Procedura wewnetrzna
0 mm do 300 mm Q[19; 0,04-L] pm IW/KUM/23/01
Przymiary sztywne s . .
Przymiary pétsztywne L - wielko$¢ mierzona (mm) Metoda bezposrednia
z zastosowaniem
mikroskopu ISD-V300A
Przyrzady suwmiarkowe specjalne
Spoinomierze suwmiarkowe cyfrowe Procedura wewnetrzna
— spoiny na plaszczyznie 16 um IW/KUM/01/02
- spoiny w narozach 0 mm do 30 mm 0 pm S Metoda bezposrednia
Spoinomierze suwmiarkowe analogowe z zastosowaniem ptlytek
. - 0,06 mm wzorcowych oraz wateczkow
—spoiny na plas_zczyznle 0’06 mm pomiarowych
— spoiny w narozach ,
Spoinomierze Procedura wewnetrzna
— wysokos¢ spoin czotlowych 0 mm do 15 mm 0,06 mm IW/KUM/01/02
— wysokos¢ spoin pachwinowych 0 mm do 20 mm 0,06 mm S Metoda bezposrednia
— grubos$¢ spoin pachwinowych 0 mm do 15 mm 0,06 mm z zastosowaniem plytek
— szerokos¢ spoin czotowych 0 mm do 60 mm 0,21 mm wzorcowych oraz wateczkow
— gtebokos¢ podciecia 0 mm do 6 mm 0,065 mm pomiarowych
f P Procedura wewnetrzna
P ki |
rzyrzq-dy suwmla-r owe specjalne IW/KUM/01/04
Fazomierze suwmiarkowe 0 mm do 10 mm 20 pm s Metoda bezposrednia
Szczelinomierze suwmiarkowe z zastosowaniem plytek
stozkowe 0,2 mm do 40 mm 13 pm wzorcowych
$rednica podziatowa D2 Procedura wewnetrzna
. . Lo IW/KUM/22/02
Sprawdziany gwintowe pierscieniowe 2,6 mm do 90 mm 3,1 um s i i
walcowe 90 mm do 125 mm 3,2 ym Metoda bezposrednia za
’ pomocya diugosciomierza ULM
520 S-E
$rednica podziatowa d2 Procedura wewnetrzna
IW/KUM/22/03
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe 1 mm do 100 mm 3,0 ym s i .
walcowe 100 mm do 200 mm 31 pm Metoda bezposrednia za
! pomoca diugosciomierza ULM
520 S-E
$rednica podziatowa Procedura wewnetrzna
s dzi int . IW/KUM/22/05
prawdziany gwintowe pierscieniowe
stozkowe 4mm do 100 mm 5,0 ym S Metoda bezposrednia za
pomoca diugosciomierza ULM
520 S-E
$rednica podziatowa Procedura wewnetrzna
i i Lo IW/KUM/22/06
Sprawdziany gwintowe trzpieniowe 4 mm do 100 mm 5,0 ym s 3 .
stozkowe ’ Metoda bezposrednia za
pomoca diugosciomierza ULM
520 S-E
Sprawdziany pierscieniowe gtadkie:
— za pomoc3 glowicy 3 mm do 50 mm 0,7 um
) 50 mm do 90 mm 0,8 um Procedura wewnetrzna
— za pomoca kabtakow IW/KUM/22/01
12 mm do 50 mm 0,6 um s
50 mm do 100 mm 0,7 um Metoda bezposrednia za
100 mm do 150 mm 1,0 ym pomoca diugosciomierza ULM
150 mm do 200 mm 1,4 pm 520 S-E
200 mm do 250 mm 1,8 ym
250 mm do 300 mm 2,3 um
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Zakres akredytacji Nr AP 162

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/23/02
. . . 0,1 mm do 5 mm 9 um
Sprawdziany stozkowe do otworow S Metoda bezposrednia
1 mm do 60 mm 17 ym z zastosowaniem mikroskopu
ISD-V300A
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/07/02
. Metoda bezposrednia z
Sprawdziany tloczkowe 1 mm do 50 mm 0,5 um A
50 mm do 100 mm 0,9 pm 'za_sto_sowanl_em
s diugosciomierza pionowego
Abbego P01
1 4
50 mm gg fgom:m 8’8 E: Metoda bezposrednia z
’ zastosowaniem
dlugosciomierza poziomego
ULM 520 S-E
0 mm do 150 mm 8 ym Procedura wewnetrzna
0 mm do 300 mm 11 ym IW/KUM/01/01
Suwmiarki 0 mm do 500 mm 16 pm s
0 mm do 600 mm 18 pm Metoda bezposrednia
0 mm do 800 mm 23 ym z zastosowaniem ptytek
0 mm do 1000 mm 29 ym wzorcowych
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/07/01
Szczelinomierze Metoda bezposrednia z
zastosowaniem:
— listkowe 0,02 mm do 3,0 mm 0,3 um - dlugosciomierza pionowego
Abbego P01
- listkowe 0,02 mm do 3,0 mm 0,8 um S - mikrometru cyfrowego o
rozdz. 0,0001 mm
— klinowe szerokie 0,5 mm do 27 mm 12 ym - dlugosciomierza pionowego
Abbego P01
— klinowe szerokie 0,5 mm do 27 mm 14 ym - czujnika cyfrowego o rozdz.
0,0005 mm
— klinowe — klin ptaski 0,5 mm do 45 mm 8 ym - mikroskopu pomiarowego
cyfrowego
3,5 mm do 35 mm 2,1 ym
. 35 mm do 60 mm 2,1 um Procedura wewnetrzna
Srednicowki czujnikowe dwupunktowe 50 mm do 150 mm 2,2 ym IW/KUM/14/01
— dziatka elementarna 0,01 mm 150 mm do 250 mm 3,4 um S Metoda bezposrednia
- rozdzielczo$¢ 0,001 mm 250 mm do 400 mm 5,1 ym z zastosowaniem plytek
400 mm do 600 mm 7,8 pm wzorcowych
600 mm do 800 mm 11,5 um
3,5 mm do 35 mm 0,8 um
35 mm do 60 mm 0,9 ym Procedura wewnetrzna
Srednicéwki czujnikowe dwupunktowe 50 mm do 150 mm 1,1 ym IW/KUM/14/01
— dziatka elementarna 0,001 mm 150 mm do 250 mm 2,9 ym S Metoda bezposrednia
- dziatka elementarna 0,0005 mm 250 mm do 400 mm 4,7 ym z zastosowaniem plytek
400 mm do 600 mm 7,5 pm wzorcowych
600 mm do 800 mm 11,3 um
3,5 mm do 35 mm 8,7 ym
] 35 mm do 60 mm 8,7 ym Procedura wewnetrzna
Srednicowki czujnikowe dwupunktowe 50 mm do 150 mm 8,7 pm IW/KUM/14/01
. ,, 150 mm do 250 mm 9,0 ym S Metoda bezposrednia
- rozdziel 0,01 ’ .
rozazielczosc mm 250 mm do 400 mm 9,8 um z zastosowaniem plytek
400 mm do 600 mm 11,4 ym wzorcowych
600 mm do 800 mm 14,3 um
Procedura wewnetrzna
Srednicéwki czujnikowe dwupunktowe IW/KUM/14/01
3,5mm do 18 mm 1,2pm S Metoda bezposrednia

—rozdzielczos$¢ 0,0005 mm

z zastosowaniem plytek
wzorcowych
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. . . . Niepewnosé Miejsce .
iekt wzorcowani miarl Zakr miarow . d
Obiekt wzorcowania/pomiaru akres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
30 mm 0,8 pm
35 mm 0,9 pm
50 mm 1,0 ym
63 mm 1,2 um
75 mm 1,3 um
88 mm 1,5 um
100 mm 1,6 um Procedura wewnetrzna
. 125 mm 1,9 ym IW/KUM/02/04
Srednicowki mikrometryczne 150 mm 2,3 pm s
dwupunktowe 175 mm 2,6 um Metoda bezposrednia
200 mm 2,9 ym z zastosowaniem plytek
225 mm 3,3 um wzorcowych
250 mm 3,6 pm
275 mm 3,9 um
300 mm 4,3 ym
325 mm 4,6 ym
350 mm 4,9 ym
375 mm 5,3 ym
. 3 mm do 100 mm 1,9 um Procedura wewnetrzna
Srednicowki mikrometryczne 100 mm do 175 mm 2,9 ym IW/KUM/02/05
t’rOqunktowe 175 mm do 200 mm 3,0 um S Metoda bezposrednia
Srednicowki czujnikowe tréjpunktowe 200 mm do 250 mm 4,3 um z zastosowaniem pierscieni
250 mm do 300 mm 4,8 pm wzorcowych
zakres czujnika Procedura wewnetrzna
IW/KUM/02/03
-14 14
Transametry 0 :1:";2:50 ?nl:: 0,3 ym S Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
. . Procedura wewnetrzna
Wateczki pomiarowe IW/KUM/09/01
— do gwintow 0,17 mm do 6,35 mm 0,40 um s Metoda poréwnawcza
— do otworow 0,05 mm do 10,0 mm 0,36 ym z zastosowaniem plytek
— do kot zebatych 10,0 mm do 20,0 mm 0,37 ym wzorcowych oraz czujnika
1,7 mm do 17 mm 0,37 ym CARL ZEISS JENA MOP 02/20
. . Procedura wewnetrzna
Wateczki pomiarowe IW/KUM/09/02
Metoda bezposrednia z
zastosowaniem:
0,05 mm do 25 mm 0,27 pym S - dlugosciomierza pionowego
Abbego P01
0,05 mm do 25 mm 0,24 pm - dlugosciomierza poziomego
ULM 520 S-E
0,1 mm do 25 mm 0,51 pm - mikrometru laserowego
skaningowego
Procedura wewnetrzna
0 do 300 Q[4,5; 0,0066-L] IW/KUM/23/01
mm do mm ,5; 0, L] ym
Wzorce kreskowe H S Metoda bezposrednia
L - wielko$¢ mierzona (mm) _zzastosowaniem
mikroskopu ISD-V300A
Procedura wewnetrzna
0 do 30 32 IW/KUM/10/04
. mm do 30 mm ,2 pm
Wzorce kreskowe lup pomiarowych 0 mm do 50 mm 40 pm S Metoda posrednia
z zastosowaniem mikroskopu
pomiarowego Mitutoyo
promien Procedura wewnetrzna
IW/KUM/10/01
Wzorce tukéw kotowych 1 mmdo 7 mm 4 ym s i .
(promieniomierze) 7,5 mm do 15 mm 15 ym Metoda posrednia
15,5 mm do 25 mm 21 pm z zastosowaniem mikroskopu
pomiarowego Mitutoyo
promien
Procedura wewnetrzna
Wzorce tukéw kotowych 0,1 mm do 7 mm 3 um IW/KUM/23/03
(promieniomierze) 7 mm do 15 mm 4 ym S Metoda bezposrednia
15 mm do 25 mm 13 pm ¥ R
z zastosowaniem mikroskopu
25 mm do 50 mm 20 ym pomiarowego ISD-V300A
50 mm do 100 mm 33 um
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Zakres akredytacji Nr AP 162

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Dlugosé
25 do 50 0.5 Instrukcja wewnetrzna
iaré mm do 50 mm 9 Hm IW/KUM/02/06
Wazorce nastawcze do wymiarow 50 mm do 100 mm 0.6 m s ,
etrzny 100 mm do 150 mm 0,8 pm Metoda poréwnawcza za
pomoca transametru
25 mm do 100 mm 0,4 pm Procedura wewnetrzna
Wzorce nastawcze do wymiarow 100 mm do 200 mm 1,0 um IWiKUM/22/04
200 mm do 300 mm 1,4 pm S Metoda bezposrednia za
zewnetrznych 300 do 400 1.8 um
mm do mm S H pomoca diugosciomierza ULM
400 mm do 500 mm 2,2 ym 520 S-E
Procedura wewnetrzna
Wzorce zarysu gwintu IW/KUM/10/02
- metrycznego 0,25 mm do 6 mm 4 pym S Metoda posrednia
- calowego 4 do 62 zwoje na cal 4 ym z zastosowaniem mikroskopu
pomiarowego Mitutoyo
Wysokosciomierze cyfrowe
- rozdzielczo$¢ 0,01 mm Q[5,86; 3,24-L] pm Procedura wewnetrzna
- rozdzielczo$é 0,005 mm Q[3,03; 3,24-L] pm IW/KUM/12/04
—rozdzielczos$é 0,001 mm 0 mm do 1000 mm Q[1,11; 3,24:L] pm S,P Metoda bezposrednia
—rozdzielczos$¢ 0,0005 mm Q[1,00; 3,24-L] pm z zastosowar’:iem plytek
—rozdzielczos$¢ 0,0001 mm Q[0,95; 3,24:L] pm wzorcowych
L - wielko$¢ mierzona (m)
Procedura wewnetrzna
Wysokosciomi d . IW/KUM/01/03
ysokosciomierze do pomiaru i .
wysokosci két pojazdéw 0 mm do 1000 mm 0,5mm S Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Procedura wewnetrzna
0 mm do 300 mm 11 ym IW/KUM/01/01
Wysokosciomierze suwmiarkowe 0 mm do 600 mm 18 pm S Metoda b Sredni
0 mm do 750 mm 22 pm € ‘t’ a bezposre “;ak
0 mm do 1000 mm 29 pm z zastosowaniem plyte
wzorcowych
Kat
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/03/01
Katomierze uniwersalne analogowe 4° x 90° 3,0 S Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych katowych
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/03/01
Katomierze uniwersalne cyfrowe 0° do 360° 1,5 S Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych katowych
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/03/02
Katomierze cyfrowe 0° do 360° 0,04° S Metoda bezposrednia
z zastosowaniem pryzmy
katowej
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/03/01
Katomierze traserskie 0° do 180° 0,12° S Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych katowych
Katowniki 90° dwuramienne diugos¢ dtuzszego ramienia Procedura wewnetrzna
IW/KUM/04/01
— ptaskosé 40 mm do 500 mm 2 pm s ) .
— prostoliniowosé 1um Metoda bezposrednia
- réwnolegtos$é 1,4 um z zastosowaniem plytek
— prostopadtos¢ 1,1 um wzorcowych
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/15/01
Katowniki 90° walcowe 0 mm do 400 mm 1,0 ym S

Metoda posrednia za pomoca
czujnika indukcyjnego
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. . . . Niepewnosé Miejsce .
iekt wzorcowani miarl Zakr miarow . d
Obiekt wzorcowania/pomiaru akres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Kat
Procedura wewnetrzna
Optyczne poziomnice katowe IW/KUM/21/01
- btad ustawienia wskaz. zerowego -120° do 120° 0,2 dz. el. s M . .
— bad wartosci dziatki elementarnej 4 etoda bezposrednia
- btad pomiaru w catym zakresie 127 z zastosowaniem optycznej
glowicy podziatowej
Procedura wewnetrzna
Plytki katowe o matowych ° o ” IW/KUM/10/03
powierzchniach 0° do 30 31 S Metoda posrednia
z zastosowaniem mikroskopu
Procedura wewnetrzna
Poziomnice budowlane IW/KUM/11/02
— blad u_stawienia wskazania zerowego Omdo2m 0,2 mm S Metoda bezposrednia za
amputki pomoca toza pomiarowego
CARL ZEISS JENA
Procedura wewnetrzna
IW/KUM/11/02
Poziomnice cyfrowe 4° x 90° 0,04° S Metoda bezposrednia za
pomoca optycznej glowicy
podziatowej CARL ZEISS JENA
Procedura wewnetrzna
Poziomnice koincydencyjne IW/KUM/21/02
— btad pomiaru w catym zakresie 0 mm/m do 20 mm/m 0,014 mm/m S Metoda bezposrednia za
- btad ustawienia wskazania zerowego 0,002 mm/m pomoca optycznej gtowicy
podziatowej CARL ZEISS JENA
Procedura wewnetrzna
Poziomnice liniatowe IW/KUM/11/01
— btad ustawienia wskazania zerowego 0 mm/m do 1 mm/m 0,2 dz. el. S Metoda bezposrednia za
- btad wartosci dziatki elementarnej 0,019 mm/m pomoca poziomnicy
koincydencyjnej
Procedura wewnetrzna
. i IW/KUM/01/02
Spoinomierze s i .
— pomiary kata ukosowania 80° do 160° 0,29° Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych katowych
Geometria powierzchni
Procedura wewnetrzna
0 mm do 100 mm 0,7 um IW/KUM/17/03
Liniaty krawedziowe 100 mm do 400 mm g,g um S Metoda bezposrednia
00 mm do 700 mm 9 pm z zastosowaniem plytek
wzorcowych
srednica Procedura wewnetrzna
IW/KUM/08/01
Plaskie plytki interferencyjne 0 mm do 100 mm 0,04 pm [
Metoda posrednia za pomoca
ptytek interferencyjnych
Ptaskoréwnolegte plytki interferencyjne diugos¢ plytek Procedura wewnetrzna
IW/KUM/08/01
— odchytka ptaskosci powierzchni 12,00 mm do 80,00 mm 0,06 pm
— odchytka rownolegtosci powierzchni 0,16 pm S Metoda posrednia za pomoca
ptytek interferencyjnych oraz
za pomoc3 czujnika MOP 02/20
dtugos¢ dtuzszego boku
250 mm 1,1 um P d ¢
1 rocedura wewnetrzna
‘G‘gg mm 1’2 hm IW/KUM/20/01 oparta na PN-
mm OH ISO 8512-1:1998
Plyty pomiarowe 800 mm 2,0 pm s,P PN-ISO 8512-2:1999
1000 mm 2,2 ym
1200 mm 2,5pum Metoda posrednia za pomoca
1600 mm 2,9 ym poziomnic réznicowych
2000 mm 3,2 ym Talyvel 6 Taylor-Hobson
2500 mm 3,6 um
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. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowani miar Zakr miarow A I M miarow
ania/pomiaru akres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. etoda pomiarowa
Geometria powierzchni
dtugos¢ liniatu
250 mm 1,0 ym
500 mm 1,5pm Procedura wewnetrzna
1000 mm 2,2 ym IW/KUM/20/01
o . P 1500 mm 2,8 um

Linialy powierzchniowe 2000 mm 32 Em S,P Metodg pos'_redt!_ia za pomoca
2500 mm 3.6 um poziomnic roznlcowych
3000 mm 4:0 Em Talyvel 6 Taylor-Hobson
4000 mm 4,6 pm
5000 mm 5,2 ym

Wersja strony: A

Niepewnos$¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Niepewno$¢ pomiaru dla CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;.

Wartosé niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w postaci rownania Q[a; b] oznacza pierwiastek sumy
kwadratow wyrazow w nawiasach: Q[a; b] = (a? + b?)"2,
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 162

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK

* oo DZIALU AKREDYTACJI WZORCOWAN
HOLOGRAM
HOLOGRAM z

\ : KATARZYNA WISNIEWSKA
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